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１．概要（Summary） 

超硬材料をアルゴンイオンスパッタにより先鋭化する条

件を探査した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 デュアルイオンビームスパッタ装置 

(ハシノテック社製、 10W-IBS) 

走査電子顕微鏡(EDS 付き） 

(JEOL 社製、JSM-6060-EDS） 

 

【実験方法】 

研削加工した試料をデュアルイオンビームスパッタ装置

によってアルゴンイオンビームスパッタを行った。 

 電圧や照射角度、加工時間などの実験条件は、昨年に

準じて設定した。 

  

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 

実験結果： 

試料をデュアルイオンビームスパッタ装置にて処理した

後、SEM にて観察した結果を、Fig. 1 および Fig. 2 に示

す。 

アルゴンイオンビームスパッタにより、超硬材表面のエッ

ジ部が先鋭化していることを確認した。 

 

 

 

Fig. 1 Before ion beam sputtering 

 

 

Fig. 2 After ion beam sputtering 

 

考察： 

実験条件を変化させることでスパッタ条件は変化するた

め、今後条件検討を行う。 
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